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Numer i nazwa wielko$ci mierzonej / number and name of measurand”
7.01 napiecie DC

w statej lokalizacji (S) ilub | 7.02 prad DC

Dziatlalno$¢ prowadzona
/ Activity conducted

poza nig (P) / at 7.03 napiecie AC
permanent location (S) 7.04 prad AC
and/or outside of 7.05 rezystancja DC
permanent location (P) 7.06 rezystancja AC

7.07 impedancja

7.08 indukcyjnosé

7.09 pojemnos¢

7.10 kat przesuniecia fazowego

7.11 energia

7.12 moc DC

7.13 moc AC

7.15 elektryczna symulacja wielkosci
8.01 wielkosci elektryczne w.cz.
10.01 czas (przedziat czasu)

10.02 czestotliwos¢

14.02 wilgotnos$¢ wzgledna

16.01 wielkosci optoelektroniczne
17.01 cisnienie

19.01 temperatura (termometria elektryczna)
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Laboratorium Metrologii Elektrycznej, Elektronicznej i Optoelektronicznej
ul. Szachowa 1, 04-894Warszawa

Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla ) Metoda pomiarowa
dziat.
CMC
Napiecie DC
Mierniki napiecia cyfrowe i analogowe (0 +10) kV S, P Procedury wewnetrzne
Multimetry LMEEiO/2, LMEEIQO/3,
Skopometry 0+1)mVv 0,006 % + 0,02 pv LMEEIiO/5, LMEEIO/28,
Karty multimetrowe (1+10) mV 0,0017 % LMEEIO/33, LMEEIO/35,
kalibratory (10 + 100) mV 0,0007 % LMEEiO/42, LMEEIO/45,
Zrédta napigcia statego 100 mV +20 V 0,0004 % LMEEIO/53
Zasilacze (20 + 1000) V 0,0006 %
Mierniki (mostki) RLC
Dzielniki napigcia
Sondy pomiarowe
Analizatory parametrow i uszkodzen linii S
Proébniki przebicia S, P
Mierniki (testery) parametrow instalacji
elektrycznych
Obciazenia elektroniczne
Mierniki mocy w.cz.
Mierniki (testery) parametréw instalacji (1+10) kv 0,05 % Procedury wewnetrzne
elektrycznych LMEEIiO/28, LMEEIO/35
Zasilacze
Testery bezpieczenstwa elektrycznego
Prébniki przebicia
Oscyloskopy 1mV=+222V 0,03 % + 30 pv Procedura wewnetrzna
Karty oscyloskopowe LMEEIiO/13
Wewnetrzne zrédto odniesienia O0+10)V 0,001 %
w oscyloskopach
Prad DC
Mierniki pradu cyfrowe i analogowe 0 pA + 1000 A S,P Procedury wewnetrzne
Multimetry (0 + 100) pA 0,004 % + 0,02 nA LMEEiO/2, LMEEIO/3,
Mierniki (testery) parametréw instalacji 100 pA = 10 A 0,002 % LMEE|O/5, LMEEIO/28,
elektrycznych (10+100) A 0,008 % LMEEi_O/35, LMEEi_O/42,
Skopometry (100 + 500) A 0,01 % LMEEIiO/45, LMEEIO/53
Karty multimetrowe (500+ 1000) A 0,2 %
Analizatory parametréw i uszkodzen linii S
Mierniki cegowe S,P
Zrédta pradu statego
zasilacze
wzmachiacze pradu
Sondy pradowe
Obciazenia elektroniczne
Zrédta pradu statego
Wzmachniacze pradu
Napigcie AC
Mierniki napiecia cyfrowe i analogowe 100 pV + 10 kV S,P Procedury wewnetrzne
Multimetry f=10 Hz + 40 Hz LMEEIO/2, LMEEIO/3,
Mierniki (testery) parametréw instalacji 100 pV + 1 mV 0,4 % LMEE|O/5, ,LMEEiO/28,
elektrycznych (1+10)mv 0,07 % LMEEIO/32, LMEEIO/33,
Skopometry 10 mV =20V 0,013 % LMEEIO/35, LMEEiO/42,
Karty multimetrowe (20 + 1000) V 0,015 % LMEEIO/43, LMEEIO/45
Kalibratory LMEEiO/53
Zasilacze f =40 Hz +20 kHz
Probniki przebicia 100 pV + 1 mV 0,15 %
Testery bezpieczenstwa elektrycznego (1+10) mV 0,04 %
Mierniki (mostki) RLC (10 + 200) mV 0,011 %
Mierniki (mostki) impedancji 200 mV +20V 0,006 %
Dzielniki napiecia (20 +200) V 0,008 %
Sondy pomiarowe (200 1000) V 0,014 %
Testery radiokomunikacyjne
Analizatory parametréw i uszkodzen linii f =20 kHz + 50 kHz S
Mierniki mocy w.cz. 100 pV +1mvV 0,16 % S, P
Generatory w.cz. (1+10) mV 0,05 %
Obciazenia elektroniczne (10 + 100) mV 0,02 %
100 mV+10V 0,008 %
(10 +100) V 0,009 %
(100+ 1000) V 0,02 %
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla ) Metoda pomiarowa
CcMC dziat.
Mierniki napiecia cyfrowe i analogowe f =50 kHz + 100 kHz S, P Procedury wewnetrzne
Multimetry 100 pV +1 mV 0,7 % LMEEiO/2, LMEEIO/3,
Mierniki (testery) parametréw instalacji (1+10) mV 0,12 % LMEEIO/5, ,LMEEIO/28,
elektrycznych (10 + 100) mV 0,07 % LMEEIO/32, LMEEIO/33,
Skopometry 100 mV + 10V 0,012 % LMEE|'0/35, LMEE|_0/42,
Karty multimetrowe (10 + 100) V 0,018 % LMEEIO/43, LMEEIG/A5
Kalibratory (100 + 750) V 0,08 % LMEEIO/53
Zasilacze
Prébniki przebicia f = (100 + 300) kHz
Testery bezpieczenstwa elektrycznego 100 pVv +1 mVv 0,7 %
Mierniki (mostki) RLC (1+10) mVv 0,25 %
Mierniki (mostki) impedancji (10 + 100) mV 0,15 %
Dzielniki napigcia 100 mV + 10V 0,04 %
Sondy pomiarowe (10 + 100) V 0,12 %
Testery radiokomunikacyjne
Analizatory parametrow i uszkodzen linii f =300 kHz + 1 MHz S
Testery radiokomunikacyjne (1+10) mv 0,48 % S,P
Mierniki mocy w.cz. (10 + 100) mV 0,36 %
Generatory w.cz. 100 mV + 10 V 0,21 %
Obciazenia elektroniczne (10 + 100) V 1,3%
Mierniki (testery) parametrow instalacji f=(50 + 60) Hz Procedury wewnetrzne
elektrycznych (1+10) kV 0,1% LMEEiO/28, LMEEiO/35
Testery bezpieczenstwa
Prébniki przebicia
Zasilacze
Oscyloskopy 4,44 mV + 5,56 V Procedura wewnetrzna
Skopometry (wartosci miedzyszczytowe 50 kHz + 10 MHz 1,8 % LMEEiIO/13
sygnatu sinusoidalnego)
o impedancji wejsciowej: 50 Q 4,44 mV +5 .56V
o impedancji wejsciowej: 50 Qi 1 MQ 100 mHz + 100 MHz 1,8 %
(nieréwnos¢ charakterystyki 4,44 mV +5 56V
czestotliwosciowej odniesiona (100 + 300) MHz 2.4 %
do wskazania w pasmie 50 kHz + 50 MHz) 444 mV+5 56V
Karty oscyloskopowe (300 + 550) MHz 2.9%
4,44 mV + 2,224V
550 MHz + 3 GHz 4,1 %
22,24mV =+ 2,224V
(3+6) GHz 5,8 %
22,24 mV + 2,224V
(6 + 10) GHz 55%
22,24 mV + 2,224 V
(10 + 12,4) GHz 6,3%
22,24 mV + 2,224V
(12,4 + 20) GHz 8,6 %
Zrédta sinusoidalnych sygnatéw 1mVv 20 Hz + 50 kHz S Procedura wewnetrzna
pomiarowych (generatory napiecia) 0,16 % LMEEiIO/10
(50 + 100) kHz
- wyjscie asymetryczne: 0,25 %
1mV + 1000V (1+30) mv 20 Hz + 50 kHz
(0; 50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; 0,02 %
(50 + 100) kHz
0,05 %
- wyjscie symetryczne: 1 mV + 10 V 30 mV+100V 20 Hz + 50 kHz
(0; 100; 124; 135; 150; 600) Q 0,03%
(50 + 100) kHz
0,05 %
(100 + 1000) V 20 Hz + 50 kHz
0,03 %
(50 +100) kHz
0,05 %
Mierniki napiecia 1mVv 20 Hz + 30 kHz Procedura wewnetrzna
- wejscie asymetryczne: 1 mV + 100 V 0,72 % LMEEiO/11
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; (30 +100) kHz
wysokoomowe; 0,81%
- wejscie symetryczne: 1 mV + 10 V
(100; 124; 135; 150; 600) Q; (1+10) mV 20 Hz + 30 kHz
wysokoomowe; 0,10%
(30 + 100) kHz
0,18%
(10 = 100) mV (20 + 30) Hz
0,04%
30 Hz + 30 kHz
0,07%
30 kHz + 100 kHz
0,15%
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Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzjiat Metoda pomiarowa
CMC :
Mierniki napigcia 100mvV+10V 20 Hz + 30 kHz S Procedura wewnetrzna
- wejscie asymetryczne: 1 mV + 100 V 0,02% LMEEiO/11
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; (30 + 100) kHz
wysokoomowe; 0,04%
- wejscie symetryczne: 1 mV + 10 V (10 +100) V 20 Hz + 30 kHz
(100; 124; 135; 150; 600) Q; 0,03%
wysokoomowe; (30 + 100) kHz
0,04%
Zrodta sinusoidalnych sygnatow Procedury wewnetrzne
pomiarowych (generatory poziomu) LMEEiO/10, LMEEiIO/42
Poziom napigcia -60 dB 20 Hz + 50 kHz
- napigcie odniesienia 0,7746 V 0,017 dB
(50 +100) kHz
0,025 dB
- wyjscie asymetryczne: -50 dB 20 Hz = 50 kHz
(-60 + +30) dB, 0,007 dB
(0; 50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; (50 +100) kHz
0,015 dB
- wyjscie symetryczne: -40 dB 20 Hz = 50 kHz
(-60 + +30) dB 0,004 dB
(0; 100; 124; 135; 150; 600) Q; (50 +100) kHz
0,012 dB
(-30 + 30) dB 20 Hz + 50 kHz
0,001 dB
(50 +100) kHz
0,004 dB
wyjscie asymetryczne: (-60 + 0) dB 100 kHz + 32 MHz
-60 dB + 0 dB, 0,10dB
(50; 75) Q;
Mierniki poziomu -60 dB 20 Hz + 100 kHz Procedury wewnetrzne
- napiecie odniesienia 0,7746 V 0,080 dB LMEEIO/11, LMEEIO/42
- wejscie asymetryczne -50 dB 20 Hz + 100 kHz
-60 dB + +30 dB 0,029 dB
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q;
wysokoomowe; -40 dB 20 Hz + 100 kHz
0,011 dB
- wejscie symetryczne:
-60 dB + +30 dB (-30 + 30) dB 20 Hz + 30 kHz
(100; 124; 135; 150; 600) Q; 0,003 dB
wysokoomowe;
(30 + 100) kHz
0,005 dB
wejscie asymetryczne: (-60 + 0) dB 100 kHz + 32 MHz
-60 dB + 0 dB, 0,10dB
(50; 75) Q;
Prad AC
Mierniki pradu analogowe i cyfrowe 10 pA + 1000 A S, P Procedury wewnetrzne
Multimetry f = (10 + 300) Hz LMEEIiO/2, LMEEIO/3
Kalibratory (10 + 200) pA 0,027 % LMEEIO/5, LMEEiO/28
Mierniki (testery) parametréw instalacji 200 pA + 200 mA 0,022 % LMEEIO/35, LMEEIO/45
elektrycznych 200 mA +2 A 0,044 % LMEEIO/53
Zasilacze (2+10)A 0,066 %
Mierniki cegowe
Mierniki (mostki) RLC f =300 Hz + 1 kHz
Mierniki (mostki) impedancji (10 + 200) nA 0,022 %
Wzmacniacze pradu 200 pA + 2 A 0,016 %
Symulatory pradu uptywu (2+10)A 0,066 %
Sondy pradowe
Obciazenia elektroniczne f=(1+5)kHz
(10 + 200) pA 0,046 %
200 pA + 2 mA 0,036 %
(2 +20) mA 0,030 %
(20 + 200) mA 0,027 %
200mA+2A 0,036 %
(2+10)A 0,08 %
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Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnos¢

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M("iji;ce Metoda pomiarowa
CMC i
Mierniki pradu analogowe i cyfrowe f=(5+10) kHz S,P Procedury wewnetrzne
Multimetry 10 pA =2 mA 0,21 % LMEEIO/2, LMEEIO/3
Kalibratory (2+20) mA 0,19 % LMEEIiO/5, LMEEiO/28
Mierniki (testery) parametréw instalacji (20 + 200) mA 0,14 % LMEEIO/35, LMEEIO/45
elektrycznych 200mA =2 A 0,21 % LMEEIiO/53
Zasilacze (2+10) A 0,08 %
Mierniki cegowe
Mierniki (mostki) RLC f = (10 + 20) kHz
Mierniki (mostki) impedancji (1+10)A 0,4 %
Wzmacniacze pradu
Symulatory pradu uptywu f= (45 + 400) Hz
Sondy pradowe (10 +100) A 0,065 %
Obcigzenia elektroniczne
Kalibratory f = (10 + 20) kHz Procedury wewnetrzne
Zasilacze (0,1 +100) mA 0,1 % LMEEIO/3, LMEEIO/5
Mierniki (mostki) RLC 100mA+1A 0,4 % LMEEiO/28, LMEEiO/35
Mierniki (mostki) impedancii LMEEiO/45, LMEEiO/53
Wzmacniacze pradu f =400 Hz + 1 kHz
Obciazenia (10 +100) A 0,08 %
Sondy pradowe
f = (1+ 10) kHz
(10 + 20) A 0,08 %
f = (45 + 400) Hz
(100 + 300) A 0,5 %
f = (50 + 60) Hz
(100 + 500) A 0,05 %
Mierniki cegowe f=(45+400) Hz Procedury wewnetrzne
Sondy pradowe (100 + 1000) A 0,2 % LMEEiO/2, LMEEIiO/45
Obciagzenia
Testery wytacznikéw RCD f=50Hz Procedura wewnetrzna
(3+3000) mA 1% LMEEIiO/35
Mierniki pradu uptywu f=50Hz
15 pA -4 mA 0,1%
4 mA + 1000 mA 0,03 %
Analizatory jakosci energii f=50Hz Procedura wewnetrzna
- wspétczynnik THD U 0-540 % 0,1 % LMEEIO/50
Analizatory jakosci energii f=50Hz
- wspoétczynnik THD | 0-540 % 0,1%
Analizatory jakosci energii f=50Hz
- wyzsze harmoniczne pradu 0-20A 0,1%
do 31 harmonicznej
Analizatory jakosci energii f=50Hz
- wyzsze harmoniczne napigcia 0-400A 0,1%
do 31 harmonicznej
Analizatory jakosci energii f=50Hz
- Prady i napigcia w warunkach asymetrii
zasilania 15%(0 — 400 V) 0,05%
Rezystancja DC
Rezystory state 0Q+1TQ S, P Procedury wewnetrzne
Rezystory regulowane/dekadowe (0+0,0001) @ 0,02 % + 0,02 uQ LMEEIiO/2, LMEEIO/3
Kalibratory (0,0001 + 0,001) @ 0,002 % LMEEIiO/4, LMEEIO/5
Mierniki rezystancji (0,001 +0,01) Q 0,0005 % LMEE_iO/13, LMEEjO/SS
Multimetry 0,01 Q + 100 kQ 0,0002 % LMEEiO/42, !_MEEIO/45,
Mierniki rezystancji izolacji 100 kQ + 1 MQ 0,0006 % LMEEIO/53
Mierniki (mostki) RLC (1 +100) MQ 0,002 %
Mostki statlopradowe 100 MQ+ 1 GQ 0,015 %
Mierniki rezystancji uziemienia (1+10)GQ 0,12 %
Mierniki skutecznosci uziemienia 10GQ+1TQ 0,5%
Mierniki (tester) parametréw instalacji
elektrycznych (teletechnicznych)
Oscyloskopy
Skopometry
Boczniki
Karty multimetrowe
Karty oscyloskopowe
Obciagzenia elektroniczne
Analizatory parametréw i uszkodzen linii S
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnosé

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla Mlej_sce Metoda pomiarowa
dziat.
CMC
Rezystancja AC
Rezystory wzorcowe 0,001 Q + 10 MQ S, P Procedury wewnetrzne
Rezystory regulowane/dekadowe f=1kHz LMEEIO/5, LMEEiO/14,
Wzorce rezystancji (0,001 +1)Q 0,08 % LMEEIiO/35, LMEEIO/53
Boczniki (1+100) Q 0,03 %
Mostki (mierniki) RLC 100 Q + 1 MQ 0,02 %
Mostki (mierniki) impedancji (1+10) MQ 0,12 %
Mierniki rezystancji
Mierniki (testery) parametrow instalacji f = (40 + 100) Hz
elektrycznych 0,01+1)Q 0,08 %
Mierniki rezystancji petli zwarcia (1+10)Q 0,07 %
Obcigzenia elektroniczne (10 + 100) Q 0,06 %
100 Q + 10 kQ 0,05 %
(10 + 100) kQ 0,06 %
100 kQ + 1 MQ 0,09 %
(1+ 10) MQ 0,45 %
f=100 Hz + 1 kHz
0,01+1)Q 0,08 %
1+10)Q 0,05 %
(10 + 100) Q 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,04 %
100 kQ + 1 MQ 0,05 %
(1+10) MQ 0,23 %
f=(1+3)kHz
0,01+ 1)Q 0,13%
1+100Q 0,09 %
(10+ 100) 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,04 %
100 kQ + 1 MQ 0,05 %
(1+10) MQ 0,23 %
f=(3+6)kHz
0,01+1)Q 0,23 %
1+10)Q 0,09 %
(10 + 100) Q 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,08 %
100 kQ + 1 MQ 0,13 %
(1 +10) MQ 0,67 %
f=(6+10) kHz
0,01+1)Q 0,23 %
1+10)Q 0,17 %
(10 + 100) Q 0,07 %
100 Q + 10 kQ 0,05 %
(10 + 100) kQ 0,19 %
100 kQ + 1 MQ 0,33 %
f = (10 + 20) kHz
1+10)Q 0,25 %
(10 + 100) Q 0,09 %
100 Q© + 10 kQ 0,07 %
(10 + 100) kQ 0,29 %
100 kQ + 1 MQ 0,53 %
f = (20 + 50) kHz
1+10)Q 0,37 %
(10 + 100) Q 0,13 %
100 Q + 1 kQ 0,10 %
(1+ 10) kQ 0,12 %
f = (50 + 100) kHz
(1+10)Q 0,77 %
(10 + 100) Q 0,26 %
100 @ + 1 kQ 0,20 %
(1 +10) kQ 0,23 %
Impedancja
Wzorce impedancji f=1kHz S,P Procedura wewnetrzna
(1+10)Q 0,03 % LMEEiO/14
(10 + 100) Q@ 0,03 % Metoda bezposrednia
100 Q + 100 kQ 0,02 % lub posrednia
100 kQ + 1 MQ 0,02 %
(1+10) MQ 0,12 %
? 0,01°
Wersja strony: A
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015
_ Niepewnos¢ Miei
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla (;ej_sce Metoda pomiarowa
CcMC ziat.
f = (40 + 100) Hz
01+1)Q 0,21 %
1+10)Q 0,07 %
(10 + 100) © 0,06 %
100 Q + 10 kQ 0,05 %
(10 + 100) kQ 0,06 %
100 kQ + 1 MQ 0,09 %
(1+10) MQ 0,45 %
? 0,04°
f = (100 + 250) Hz
(1+10)Q 0,06 %
(10 + 100) © 0,05 %
100 Q@ + 10 kQ 0,04 %
(10 + 100) kQ 0,05 %
100 kQ + 1 MQ 0,07 %
(1+10) MQ 0,34 %
? 0,03°
f =250 Hz + 1 kHz
1+10)Q 0,05 %
(10 + 100) Q@ 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,04 %
100 kQ+ 1 MQ 0,05 %
(1+10) MQ 0,23 %
[0] 0,02°
f = (1+3) kHz
1+10)Q 0,09 %
(10 + 100) © 0,04 %
100 Q + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,08 %
100 kQ + 1 MQ 0,13 %
(1+10) MQ 0,67 %
[} 0,02 °
f = (3+6) kHz
(1+10) Q 0,09 %
(10 + 100) Q 0,04 %
100 Q@ + 10 kQ 0,03 %
(10 + 100) kQ 0,04 %
100 kQ + 1 MQ 0,05 %
(1+10) MQ 0,23 %
9 0,02°
f = (6 + 10) kHz
(1+10)Q 0,17 %
(10 + 100) Q 0,07 %
100 Q + 10 kQ 0,05 %
(10 + 100) kQ 0,19 %
100 kQ + 1 MQ 0,33 %
[ 0,04 °
f = (10 + 20) kHz
(1+10) Q 0,25 %
(10 + 100) Q 0,09 %
100 Q + 10 kQ 0,07 %
(10 + 100) kQ 0,29 %
100 kQ+ 1 MQ 0,53 %
¢ 0,06 °
f = (20 + 30) kHz
(1+10)Q 0,37 %
(10 + 100) Q@ 0,13 %
100 Q + 1 kQ 0,10 %
(1+10) kQ 0,12 %
I 0,09 °
f = (50 + 100) kHz
(1+10)Q 0,77 %
(10 + 100) Q@ 0,26 %
100 Q + 1 kQ 0,20 %
(1+ 10) kQ 0,23 %
[ 0,20°

Wersja strony: A

Wydanie nr 20, 21.12.2023 r.

7126



PCA Zakres akredytacji Nr AP 015
Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla ) Metoda pomiarowa
dziat.
CMC
Mierniki impedancji f=1kHz S, P Procedura wewnetrzna
Mostki 90 Q + 900 kQ 0,02 % LMEEIiO/5
@ 0,01° Metoda bezposrednia
f =100 kHz
9Q +9kQ 0,2 %
? 0,2°
Mierniki parametrow sieci f=50Hz Procedura wewnetrzna
01+1)Q 0,3% LMEEiO/35
1Q+1kQ 0,05 % Metoda bezposrednia
Indukcyjnosé
Indukcyjnos¢ wiasna 1pH +10H S, P Procedura wewnetrzna
Cewki wzorcowe state f=1kHz LMEEIiO/14
Cewki wzorcowe regulowane (1+10) pH 0,06 pH Metoda bezposrednia
Mostki (10 = 50) pH 0,07 uH
Multimetry 50 uH = 1 mH 0,06 % Procedura wewnetrzna
Mierniki indukcyjnosci 1mH+1H 0,03 % LMEEiO/5,
Mierniki RLC metoda bezposrednia
f=(40 + 55) Hz
300 pH +1 mH 0,6 %
(1+90) mH 0,12 %
90 mH+10H 0,07 %
f=55Hz + 6 kHz
(10 +100) pH 0,07 %
100uH+1H 0,04 %
f=55Hz +1kHz
(1+10)H 0,04%
f=(6+10) kHz
(10 +100) pH 0,08 %
100pH+1H 0,05 %
f=(10 + 20) kHz
(10 +100) pH 0,09 %
100 pH + 100 mH 0,07 %
f=(20 + 50) kHz
10 pH +10 mH 0,1 %
f=(50 + 100) kHz
10 pH + 10 mH 0,2 %
Pojemnos¢
Kondensatory wzorcowe state f=1kHz S, P Procedura wewnetrzna
Kondensatory wzorcowe regulowane 0,001 pF 0,00016 pF LMEEiO/14
Kalibratory 0,1 pF 0,01 % Metoda bezposrednia
1pF 0,01 %
10 pF 0,003 %
100 pF 0,003 %
1000 pF 0,003 %
(1+10) uF 0,026 %
(10 + 100) puF 0,046 %

f=50Hz +1 kHz

0,1 pF =1 pF 0,012 % w.mierz
+0,00003 pF
f=40 Hz + 100 Hz
(1+100) pF 0,06 %
=100 Hz + 250 Hz
(1+100) uF 0,053 %
f=250 Hz + 1 kHz
10 nF + 10 pF 0,04 %
(10 =+ 100) uF 0,05 %
f=(1+6)kHz
1pF+1pF 0,02 %
(1+10) pF 0,06 %
(10 = 100) pF 0,3%
f=(6+10) kHz
1pF+1pF 0,022 %
(1+10) pF 0,15 %
(10 +100) pF 1%
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015

. . . . Niepewnosé Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Kondensatory wzorcowe state f=(10 + 20) kHz S, P Procedura wewnetrzna
Kondensatory wzorcowe regulowane (10 +100) pF 0,14 % LMEEIiO/14
Kalibratory (0,1 +100) nF 0,08 % Metoda bezposrednia

(0,1 +1) uF 0,11 %
(1+10) uF 0,36 %
f=(20 + 50) kHz
(0,1 +100) nF 0,12 %
(0,1 +1) uF 0,22 %
(1+10) uF 12%
f=(50 +100) kHz
(0,1 +10) nF 0,24 %
(10 = 100) nF 0,28 %
(0,1+1) uF 0,67 %
Mostki f=1kHz S, P Procedura wewnetrzna
Mierniki RLC 0,1 pF 0,01 % LMEEIO/5
Multimetry 1pF 0,01 % Metoda bezposrednia
Mierniki pojemnosci 10 pF 0,003 %
100 pF 0,003 % Procedura wewnetrzna
1000 pF 0,003 % LMEEIiO/2
(1+10) uF 0,026 % w oparciu o
(10 + 100) pF 0,046 % EURAMET cg-15v. 3.0
Metoda bezposrednia
f=50 Hz + 1 kHz
0,1 pF +1 uF 0,012 % + 0,00003 pF
f=40Hz + 100 Hz
(1+100) pF 0,06 %
f=100 Hz + 250 Hz
(1+100) pF 0,053 %
f=250 Hz + 1 kHz
10 nF +10 puF 0,04 %
(10 = 100) pF 0,05 %
f=(1+6)kHz
1pF+1pF 0,02 %
(1+10) uF 0,06 %
(10 = 100) pF 0,3%
f=(6+10) kHz
1pF+1pF 0,022 %
(1+10) uF 0,15 %
(10 +100) pF 1%
f=(10 + 20) kHz
(10 +100) pF 0,14 %
(0,1 +100) nF 0,08 %
0,1+ 1) pF 0,11 %
(1+10) pF 0,36 %
f=(20 + 50) kHz
(0,1 +100) nF 0,12 %
0,1+ 1) pF 0,22 %
(1+10) pF 1,2 %
f=(50 + 100) kHz
(0,1+10) nF 0,24 %
(10 = 100) nF 0,28 %
(0,1 +1) uF 0,67 %
Multimetry 11 uF + 11 mF 0,55 % S, P
(11 +33) mF 0,85 %
(33 +110) mF 1,2 %
Analizatory parametréw i uszkodzen linii 50 nF +9 pF 0,1% S Procedura wewnetrzna
LMEEiO/42
Metoda bezposrednia
Oscyloskopy 1 pF + 35 pF 2% + 0,25 pF S,P Procedura wewnetrzna
Skopometry LMEEIiO/13
Karty pomiarowe 35 pF + 120 pF 2,5% + 0,25 pF oparta na
EURAMET cg-7v. 1.0
Metoda bezposrednia
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnosé

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(';;Ji;:e Metoda pomiarowa
CMC )
Kat przesuniecia fazowego
Mierniki mocy f= (50 + 60) Hz S, P Procedura wewnetrzna
Analizatory 0,1A+20A,1V+600V 0,02 ° LMEEiO/46
-90° + 90° Metoda bezposrednia
(-1,0 +-0,5) i (0,5 + 1,0) (0,04 %)
(-0,5 + 0,5) (0,2 %) wspotczynnik mocy cos¢@
Energia
Liczniki energii czynnej pradu przemiennego | f= (50 + 60) Hz S, P Procedura wewnetrzna
Analizatory mocy 30V+600V,0,1+20A LMEEiO/46
Mierniki mocy |cosp|=1+0,5 0,04% Metoda bezposrednia
Analizatory jakosci energii |cosp| =0,5+0,1 0,1 %
Moc DC
Mierniki mocy DC 5mW - 10 kW 0,05 % S, P Procedura wewnetrzna
Obciazenia elektroniczne LMEEiO/46, LMEEiIO/53
Metoda bezposrednia
Moc AC
Mierniki mocy czynnej AC, watomierze f= (50 + 60) Hz S, P Procedura wewnetrzna
30V+600V,01A+20A LMEEIiO/46, LMEEIO/53
3W+12 kW Metoda bezposrednia
|cos@|=1+0,5 0,04%
|cose| =0,5+0,1 0,1 %
1V+560V,
5mA+01Ai20A+100A
|cosp|=1+0,9 0,05 %
|cose| =0,9 +0,1 0,2%
Mierniki mocy biernej AC, f= (50 + 60) Hz
Waromierze 30V+600V,01A+20A
3 var + 12 kvar
|sing]=1+0,5 0,04%
|sing| = 0,5+ 0,1 0,1%
1V+560V,
5mA+01Ai20A+100A
|sing] =1+0,9 0,05 %
|sing| =0,9 + 0,1 0,2%
Mierniki mocy pozornej AC f= (50 + 60) Hz
30V+600V,01A+20A
3VA+12kVA 0,04 %
1V+560V,
5mA+01Ai20A+100A
|cosp|=1+0,9 0,05 %
|cose| =0,9 +0,1 0,2%
Mierniki mocy czynnej AC w systemie f= (50 + 60) Hz
tréjfazowym 30V+600V,01A+20A
9 W + 36 kW
|cosp|=1+0,5 0,04 %
|cose| =0,5+0,1 0,1%
1V+560V,
5mA+01Ai20A+100A
|cosp|=1+0,9 0,05 %
|cose| =0,9 +0,1 0,2%
Mierniki mocy biernej AC w systemie f= (50 + 60) Hz
tréjfazowym 30V+600V,01A+20A
9 var + 36 kvar
|cosp|=1+0,5 0,04 %
|cose| =0,5+0,1 0,1%
1V+560V,
5mA+01Ai20A+100 A
|cosp|=1+0,9 0,05 %
|cos@| =0,9 +0,1 0,2 %
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

. . . ) Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Mierniki mocy pozornej AC f= (50 + 60) Hz S, P Procedura wewnetrzna
w systemie tréjfazowym 30V+600V,0,1A+20A LMEEiO/46, LMEEiIO/53
9 VA + 36 kVA 0,04 % Metoda bezposrednia
1V+560V,
5mA+01Ai20A+100A
|cosp|=1+0,9 0,05 %
|cosep| =0,9 + 0,1 0,2 %
Zrodta sinusoidalnych sygnatow -50 dBm 20 Hz + 50 kHz S Procedury wewnetrzne
pomiarowych (generator poziomu 0,020 dB LMEEIiO/10; LMEEiIO/42
mocy) (50 + 100) kHz
0,027 dB
- wyjscie asymetryczne: -40 dBm 20 Hz + 50 kHz
-50 dBm + 40 dBm, 0,011 dB
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q; (50+ 100) kHz
0,017 dB
- wyjscie symetryczne: -30 dBm 20 Hz + 50 kHz
-50 dBm + 40 dBm, 0,009 dB
(100; 124; 135; 150; 600) Q; (50 + 100) kHz
0,014 dB
(-20 + 40) dBm 20 Hz + 100 kHz
0,008 dB
- wyjscie asymetryczne: (-60 + 20) dBm 100 kHz + 32 MHz
-60 dBm + 20 dBm, 0,10 dB
(50; 75) Q;
Mierniki sinusoidalnych sygnatéw S Procedury wewnetrzne
pomiarowych (mienik poziomu LMEEiO/11; LMEEIiO/42
mocy)
poziom mocy -50 dBm 20 Hz + 50 kHz
(moc odniesienia 1 mW) 0,021 dB
(50 + 100) kHz
0,028 dB
-40 dBm 20 Hz + 50 kHz
0,013 dB
- wejscie asymetryczne: (50 + 100) kHz
-50 dBm + 40 dBm, 0,018 dB
(50; 75; 100; 135; 150; 600) Q;
-30 dBm 20 Hz + 50 kHz
- wejscie symetryczne: 0,011 dB
-50 dBm + 40 dBm, (50 + 100) kHz
(100; 124; 135; 150; 600) Q; 0,016 dB
(-20 + 40) dBm 20 Hz + 100 kHz
0,010 dB
- wejscie asymetryczne: (-60 + 20) dBm 100 kHz + 32 MHz
-60 dBm + 20 dBm, 0,10dB
(50; 75) Q;
Generatory i mierniki poziomu (-50 + 3) dBm 0,02dB Procedura wewnetrzna
analizatoréw sygnatéow PCM (dla czestotliwosci LMEEIO/37
1014/1020 Hz)
Elektryczna symulacja wielkosci
Wskazniki (mierniki) temperatury S,P Procedury wewnetrzne
(w tym regulatory) LMEEiO/2, LMEEIO/3
Symulatory temperatury (-200 + 850)°C 0,005 °C Metoda posrednia:
-symulacja czujnika
(-270+ 1820)°C 0,03°C rezystancyjnego
- symulacja

termoelementu
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

. . . . Niepewnosé Miejsce .

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Wielkosci elektryczne w.cz.
Mierniki mocy 0 dBm (50 MHz) 0,031 dB S, P Procedury wewnetrzne
Generatory LMEEIiO/32, LMEEIO/33
Analizatory obwodoéw w zakresie czestotliwosci LMEEIO/39, LMEEiIO/40
Analizatory widma 10 Hz + 50 kHz LMEEiO/41, LMEEIO/43
Analizatory systeméw antenowych (-40 + 30) dBm 0,020 dB LMEEiO/44, LMEEIO/48
i kablowych
Analizatory modulacji analogowych w zakresie czestotliwosci Poziom mocy
Analizatory modulacji cyfrowych (50 + 100) kHz
Testery radiokomunikacyjne (-60 + 30) dBm 0,053 dB P [dBm] — wartos¢

Odbiorniki pomiarowe
Wzmacniacze

w zakresie czestotliwosci
100 kHz + 10 MHz
(-60 + 30) dBm
(-101 +-60) dBm
(-131 +-101) dBm

w zakresie czestotliwosci
10 MHz + 3,05 GHz
(30 =+ 52) dBm
(-61 + 30) dBm
(-104 + -61) dBm
(-134 +-104) dBm

w zakresie czestotliwosci
(3,05 + 6,6) GHz
(30 + 44) dBm
(-57 + 30) dBm
(-96 +-57) dBm
(-126 = -96) dBm

w zakresie czestotliwosci
(6,6 + 13,2) GHz
(30 + 44) dBm
(-52 + 30) dBm
(-87 +-52) dBm
(-117 +-87) dBm

w zakresie czestotliwosci
(13,2 + 19,2) GHz
(30 + 44) dBm
(-44 + 30) dBm
(-79 + -44) dBm
(-109 +-79) dBm

w zakresie czestotliwosci
(19,2 + 26,5) GHz

(0,053 +0,0005 - |P|) dB
(0,058 + 0,0005 - |P|) dB
0,18dB + 8

0,070 dB

(0,053 + 0,0005 - |P|) dB

(0,085 +0,0005 - |P|) dB
0,18dB +§

0,075 dB

(0,054 + 0,0005 - |P|) dB

(0,092 + 0,0005 - |P|) dB
0,18dB +§

0,075 dB

(0,051 + 0,0005 - |P|) dB

(0,094 + 0,0005 - |P|) dB
0,17dB +&

0,080 dB

(0,054 + 0,0005 - |P|) dB

0,11 + 0,0005 - |P|) dB
0,18dB +&

(-34 + 30) dBm (0,089 + 0,0005 - |P|) dB
(-72 + -34) dBm (0,12 + 0,0005 - |P]) dB
(-102 +-72) dBm 0,20dB +8
w zakresie czestotliwosci
(26,5 + 40) GHz
(-60 + 20) dBm 0,14 dB
Thumiki w zakresie czestotliwosci
Sprzegacze (9 +100) kHz
Generatory (-30 + 20) dB 0,016 dB
Analizatory obwodow (-50 +-30) dB 0,023 dB
Analizatory widma (-60 + -50) dB 0,095 dB

Analizatory systeméw antenowych
i kablowych

Analizatory modulacji analogowych
Analizatory modulacji cyfrowych
Testery radiokomunikacyjne
Odbiorniki pomiarowe
Wzmacniacze

w zakresie czestotliwosci
100 kHz + 10 MHz
(-60 +50) dB
(-101 +-60) dB
(131 +-101) dB

w zakresie cze¢stotliwosci
10 MHz + 3,05 GHz
(-61 + 50) dB
(-104 +-61) dB
(-134 = -104) dB

(0,009 +0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,13dB + 5

(0,009 +0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,13dB + 8

wielkosci zmierzona
§=0,0012x(P — N)?2
N = Pmin + 30 dB
Pmin [dBm] — wartos¢
minimalna zakresu
pomiarowego

Procedury wewnetrzne
LMEEiO/32, LMEEIO/33
LMEEIiO/34, LMEEIO/39
LMEEiO/40, LMEEiO/41
LMEEiO/43, LMEEiO/44
LMEEiO/48

Wzgledny poziom mocy

P [dBm] — wartos¢
wielkosci zmierzona
8=0,0012%(P — N)?
N = Pmin + 30 dB
Pmin [dBm] — warto$¢é
minimalna zakresu
pomiarowego
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnosé
pomiaru dla CMC

Miejsce
dzial.

Metoda pomiarowa

w zakresie czestotliwosci
(3,05 + 6,6) GHz
(-57 + 30) dB
(-96 dB + -57) dB
(-126 + -96) dB

w zakresie czestotliwosci
(6,6 +13,2) GHz
(-52 + 30) dB
(-87 + -52) dB
(117 +-87) dB

w zakresie czestotliwosci
(13,2 + 19,2) GHz
(-44 + 30) dB
(-79 + -44) dB
(-109 dB + -79) dB

w zakresie czestotliwosci
(19,2 + 26,5) GHz
(-34 + 30) dB
(-72 + -34) dB
(-102 +-72) dB

w zakresie czestotliwosci
(26,5 + 40,0) GHz
(-60 + 20) dB

(0,009 + 0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,13dB+8

(0,009 +0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,12dB +8§

(0,009 + 0,0005 - |P|) dB
(0,040 +0,0005 - |P|) dB
0,12dB +8

(0,009 + 0,0005 - |P|) dB
(0,040 + 0,0005 - |P|) dB
0,12dB +§

0,14 dB

Generatory

Analizatory modulacji analogowych
Testery radiokomunikacyjne
Odbiorniki pomiarowe

zakres czestotliwosci
50 kHz + 10 MHz
czestotliwos¢ modulacji
20 Hz + 50 kHz
glebokosé modulacji
0% +99 %

zakres czestotliwosci
10 MHz + 3 GHz
czestotliwos¢ modulacji
30 Hz + 200 kHz
gtebokos¢é modulacji
0% +99 %

zakres czestotliwosci
(3+5,2) GHz
czestotliwos¢ modulacji
30 Hz + 200 kHz
gtebokos¢é modulacji
0%+99 %

0,75 %

0,5%

0,8 %

S,P

Procedury wewnetrzne
LMEEIO/32, LMEEiO/44

Modulacja AM - gtgbokosé
modulacji

Generatory

Analizatory modulacji analogowych
Testery radiokomunikacyjne
Odbiorniki pomiarowe

zakres czestotliwosci
(5,2 + 26,5) GHz
czestotliwos¢ modulacji
50 Hz + 100 kHz
glebokosé modulacji
5% + 99 %

15%

Procedury wewnetrzne
LMEEIiO/32, LMEEiO/44

Modulacja AM - gtebokosé
modulacji

Generatory

Analizatory modulacji analogowych
Testery radiokomunikacyjne
Odbiorniki pomiarowe

zakres czestotliwosci
50 kHz + 10 MHz
czestotliwos¢é modulacji
10 Hz + 50 kHz
dewiacja czestotliwosci
100 Hz + 150 kHz

zakres czestotliwosci
10 MHz + 5,2 GHz
czestotliwos¢ modulacji
10 Hz + 200 kHz
dewiacja czestotliwosci
100 Hz + 700 kHz

zakres czestotliwosci
(5,2 + 26,5) GHz
czestotliwos¢ modulacji
50 Hz + 200 kHz
dewiacja czestotliwosci
250 kHz + 400 kHz

0,5%

0,5%

1,0%

Procedury wewnetrzne
LMEEIiO/32, LMEEiO/44

Modulacja FM - dewiacja
czestotliwosci
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

. . . ) Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Generatory Zakres czestotliwosci S, P Procedury wewnetrzne

Analizatory modulacji analogowych
Testery radiokomunikacyjne
Odbiorniki pomiarowe

50 kHz + 10 MHz
czestotliwos¢ modulacji
10 Hz + 20 kHz
dewiacja fazy

(0,01 + 450) rad 1,0 %
zakres czestotliwosci
10 MHz + 5,2 GHz
czestotliwosé modulacji
10 Hz + 100 kHz
dewiacja fazy
(0,01 + 24999) rad 1,0 %
zakres czestotliwosci
(5,2 + 26,5) GHz
czestotliwos¢é modulacji
200 Hz + 20 kHz
dewiacja fazy
(0,3 +24999) rad 1,0 %
- znieksztatcenia modulacji (AM, FM, ®M) (-80 + 0) dB 1dB
- czestotliwo$é modulacji (AM, FM,®M) 20 Hz + 200 kHz 0,06 Hz
Analizatory znieksztatcen zakres czestotliwosci
- znieksztatcenia sygnatu <50 kHz 0,5dB
(50 = 100) kHz 0,7dB
(100 + 300) kHz 1,5dB
Testery radiokomunikacyjne (0 +25)° 0,3°
- btad fazy (GMSK)
EVM (EDGE) (0+25)% 0,5% 1!
Testery radiokomunikacyjne
wspétczynnik kalibracji 10 % + 150 %
Czujniki mocy w zakresie czestotliwosci
9 kHz + 300 MHz 0,56 %
300 MHz + 8,5 GHz 0,71 %
8,5 GHz + 12,5 GHz 0,85 %
12,5 GHz + 18,0 GHz 0,91 %
18,0 GHz + 26,5 GHz 1.7%
Wspoétczynnik odbicia S11/ S22 0,0+1,0 Matryca CMC
Mierniki czestotliwosci 9 kHz + 50 GHz na nast. str.
Czujniki mocy
Obciazenia state (terminatory, oporniki)
Thumiki state i regulowane
Filtry
Sprzegacze kierunkowe
Przelaczniki
Analizatory systeméw antenowych
i kablowych
Odbiorniki pomiarowe
Wzmacniacze
Transmisja So1/ S12 (-80 + 60) dB Matryca CMC
Ttumiki state i regulowane 9 kHz + 50 GHz na nast. str.

Filtry

Sprzegacze kierunkowe
Przelaczniki

Analizatory systeméw antenowych
i kablowych

Wzmacniacze

LMEEIO/32, LMEEIiO/44

Modulacja ®M - dewiacja
fazy

Procedura wewnetrzna
LMEEiO/44

Procedura wewnetrzna
LMEEIiO/43

Procedura wewnetrzna
LMEEIO/33

Procedury wewnetrzne
LMEEIO/34
LMEEiO/48

Procedury wewnetrzne
LMEEIiO/34
LMEEiO/48
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnosé
pomiaru dla CMC

Miejsce
dziat.

Metoda pomiarowa

Matryca CMC — 8.01 Wspétczynnik odbicia S11/ S22 — modut (ztacze N 50 Q)

S11/ S22 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 300 kHz 0,0047 0,0062 0,0096 0,015
300 kHz + 10 MHz 0,0053 0,0072 0,014 0,024
10 MHz + 500 MHz 0,0073 0,0089 0,015 0,026
500 MHz + 2 GHz 0,0058 0,0075 0,013 0,021
2 GHz +10 GHz 0,0075 0,0094 0,016 0,027
10 GHz + 18 GHz 0,012 0,015 0,026 0,045

S1u1/ S22 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 300 kHz 180 ° 1,8° 091° 0,82°
300 kHz + 10 MHz 180 ° 2,1° 1,3° 1,4°
10 MHz + 500 MHz 180 ° 2,6° 1,5° 1,5°
500 MHz + 2 GHz 180 ° 2,2° 1,2° 1,2°
2 GHz + 10 GHz 180 ° 25° 1,5° 1,5°
10 GHz + 18 GHz 180 ° 42° 24° 2,6°

Matryca CMC — 8.01 Wspétczynnik odbicia S11/ S22 —

S11/ S22 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 30 kHz 0,0063 0,0079 0,013 0,019
30 kHz + 1,3 GHz 0,0063 0,0078 0,012 0,018
1,3 GHz + 3 GHz 0,011 0,014 0,025 0,043

Matryca CMC — 8.01 Wspétczynnik odbicia S11/ S22

S11/S2» 0,0 0,2 0,6 1,0

9 kHz + 30 kHz 180 ° 2,3° 1,2° 1,1°

30 kHz + 1,3 GHz 180 ° 2,3° 1,2° 1,1°
1,3 GHz + 3 GHz 180 ° 3,9° 24° 25°

Matryca CMC - 8.01 Ws

potczynnik odbicia Si1/ S22 —

S11/S2 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 10 MHz 0,012 0,014 0,022 0,036
10 MHz + 45 MHz 0,0073 0,011 0,022 0,036
45 MHz + 500 MHz 0,0073 0,0096 0,017 0,028
500 MHz + 2 GHz 0,0025 0,0037 0,0073 0,013
2 GHz +10 GHz 0,0033 0,0049 0,0099 0,017
10 GHz + 20 GHz 0,0061 0,0081 0,014 0,023
20 GHz + 26,5 GHz 0,0096 0,013 0,021 0,033

Matryca CMC — 8.01 W

S11/ S22 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 10 MHz 180 ° 4,0° 2,1° 2,1°
10 MHz + 45 MHz 180 ° 3,1° 21° 21°
45 MHz + 500 MHz 180 ° 2,8° 16° 16°
500 MHz + 2 GHz 180 ° 1,1° 0,70° 0,73°
2 GHz + 10 GHz 180 ° 15° 0,95° 0,98 °
10 GHz + 20 GHz 180 ° 2,3° 1,4° 13°
20 GHz + 26,5 GHz 180 ° 35° 2,0° 19°

Matryca CMC — 8.01 Wspétczynnik odbicia S11/ S22 — faza (ztacze N 50 Q)

modut (ztacze N 75 Q)

— faza (ztacze N 75 Q)

modut (ztacze 3,5 mm)

spotczynnik odbicia Si1/ S22 — faza (ztacze 3,5 mm)
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy po”ﬁlgﬁﬁﬁrll:?:‘l:\/lc M("iji:e Metoda pomiarowa
Matryca CMC — 8.01 Wspétczynnik odbicia Si1/ S22 — modut (ztacze 2,4 mm)
S11/ S22 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 45 MHz 0,015 0,017 0,025 0,037
45 MHz + 2 GHz 0,0042 0,0058 0,011 0,017
2 GHz + 10 GHz 0,0055 0,0076 0,015 0,024
10 GHz + 20 GHz 0,0084 0,012 0,021 0,037
20 GHz + 40 GHz 0,014 0,017 0,029 0,049
40 GHz + 50 GHz 0,013 0,017 0,030 0,051

Matryca CMC — 8.01 Wspétczynnik odbicia S11/ Sz, — faza (ztacze 2,4 mm)

S11/ S22 0,0 0,2 0,6 1,0
9 kHz + 45 MHz 180 ° 48° 24° 21°
45 MHz + 2 GHz 180 ° 1,7° 0,97 ° 0,96 °
2 GHz +10 GHz 180 ° 22° 14° 14°
10 GHz + 20 GHz 180 ° 32° 2,1° 22°
20 GHz + 40 GHz 180 ° 4,8° 28° 29°
40 GHz + 50 GHz 180 ° 8,0° 43° 43°

Matryca CMC — 8.01 Transmisja S21/ Si12 — modut (ztacze N 50 Q)

S21/ S12 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0dB 40,0dB 60,0 dB
9 kHz + 300 kHz 14 0,28 0,12 0,079 0,047 0,071 0,11 0,20
300 kHz + 10 MHz 0,74 0,22 0,12 0,079 0,047 0,071 0,11 0,20
10 MHz + 500 MHz 0,53 0,20 0,12 0,078 0,047 0,071 0,11 0,20
500 MHz + 2 GHz 0,38 0,090 0,050 0,11 0,024 0,034 0,069 0,079
2 GHz + 10 GHz 0,45 0,16 0,12 0,11 0,092 0,11 0,14 0,15
10 GHz + 18 GHz 0,51 0,22 0,18 0,17 0,16 0,16 0,20 0,21

Matryca CMC — 8.01 Transmisja So1/ S12 — faza (ztagcze N 50 Q)

Sa1/ S12 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0dB 0,0dB 20,0dB 40,0 dB 60,0 dB
9 kHz + 300 kHz 9,6° 19° 0,86 ° 0,55 ° 0,31° 0,47° 0,75° 14°
300 kHz + 10 MHz 51° 14° 0,81° 0,55 ° 0,31° 0,47 ° 0,75° 14°
10 MHz + 500 MHz 37° 14° 0,80° 0,55 ° 031° 0,47 ° 0,75° 14°
500 MHz + 2 GHz 26° 0,60 ° 0,34° 0,24 ° 0,16° 0,23° 0,49 ° 0,57 °
2 GHz + 10 GHz 31° 1,1° 0,80° 0,71° 0,59 ° 0,67 ° 0,95° 1,1°
10 GHz + 18 GHz 34° 15° 1,2° 1,1° 1,1° 11° 14° 15°

Matryca CMC — 8.01 Transmisja S21/ Si12 — modut (ztacze N 75 Q)

S21/ S12 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0dB 40,0dB 60,0 dB
9 kHz + 30 kHz 0,54 0,20 0,13 0,081 0,057 0,081 0,12 0,21
30 kHz + 1,3 GHz 0,37 0,15 0,10 0,073 0,050 0,074 0,11 0,15
1,3 GHz + 3 GHz 0,40 0,17 0,12 0,093 0,070 0,093 0,13 0,18

Matryca CMC — 8.01 Transmisja S21/ Si2 — faza (ztagcze N 75 Q)

S21/ S12 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0dB 0,0dB 20,0 dB 40,0 dB 60,0 dB
9 kHz + 30 kHz 3,7° 1,4° 0,83° 0,54 ° 0,38 ° 0,54 ° 0,80 ° 14°
30 kHz + 1,3 GHz 2,7° 1,1° 0,68 ° 0,49° 0,33° 0,50 ° 0,69 ° 1,1°
1,3 GHz + 3 GHz 29° 1,2° 0,81° 0,62 ° 0,47 ° 0,63 ° 0,84 ° 14°

Matryca CMC —8.01 Transmisja Szi1/ Si2 — modut (ztacze 3,5 mm)

S21/ S12 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0dB 40,0dB 60,0 dB
9 kHz + 10 MHz 0,75 0,24 0,14 0,098 0,066 0,099 0,14 0,19
10 MHz + 45 MHz 0,55 0,22 0,14 0,098 0,066 0,11 0,12 0,13
45 MHz + 500 MHz 0,55 0,22 0,14 0,098 0,066 0,11 0,12 0,13
500 MHz + 2 GHz 0,43 0,15 0,11 0,079 0,066 0,097 0,11 0,12
2 GHz + 10 GHz 0,46 0,17 0,13 0,11 0,092 0,12 0,13 0,14
10 GHz + 20 GHz 0,49 0,20 0,17 0,14 0,13 0,15 0,17 0,18
20 GHz + 26,5 GHz 0,52 0,23 0,20 0,17 0,16 0,19 0,20 0,21
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pom;ﬁﬁ?:sc?mc M(ﬁji:e Metoda pomiarowa
Matryca CMC — 8.01 Transmisja Sa1/ S12 — faza (ztgcze 3,5 mm)

So1/S12 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0dB 0,0dB 20,0dB 40,0dB 60,0 dB
9 kHz + 10 MHz 52° 1,6° 0,94 ° 0,68 ° 0,44 ° 0,68 ° 0,93° 13°
10 MHz + 45 MHz 3,8° 11,5° 0,93° 0,68 ° 0,44 ° 0,67 ° 0,74 ° 0,82°
45 MHz + 500 MHz 38° 1,5° 0,93° 0,68 ° 0,44 ° 0,69 ° 0,76 ° 0,83°
500 MHz + 2 GHz 3,0° 0,96 ° 0,71° 0,53 ° 0,44 ° 0,69 ° 0,76 ° 0,83°
2 GHz + 10 GHz 3,1° 1,2° 0,86 ° 0,71° 0,61° 0,80 ° 0,87 ° 0,95°
10 GHz + 20 GHz 33° 1,4° 1,1° 0,94 ° 0,84 ° 1,1° 1,1° 1,2°
20 GHz + 26,5 GHz 35° 16° 13° 12° 11° 13° 14° 15°

Matryca CMC —8.01 Transmisja Szi1/ Si2 — modut (ztacze 2,4 mm)

So1/S12 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0dB 0,0dB 20,0dB 40,0dB 60,0 dB
9 kHz + 10 MHz 0,75 0,24 0,14 0,098 0,066 0,17 0,20 0,21
10 MHz + 45 MHz 0,55 0,22 0,14 0,098 0,066 0,17 0,20 0,21
45 MHz + 500 MHz 0,55 0,19 0,086 0,065 0,056 0,064 0,075 0,086
500 MHz + 2 GHz 0,41 0,12 0,079 0,066 0,052 0,083 0,095 0,11
2 GHz +10 GHz 0,42 0,14 0,093 0,080 0,066 0,92 0,11 0,12
10 GHz + 20 GHz 0,45 0,16 0,12 0,11 0,089 0,12 0,13 0,14
20 GHz + 35 GHz 0,48 0,19 0,15 0,14 0,13 0,16 0,17 0,18
35 GHz + 44 GHz 0,71 0,22 0,16 0,14 0,13 0,17 0,18 0,19
44 GHz + 50 GHz 1,9 0,39 0,23 0,20 0,19 0,23 0,24 0,25

Matryca CMC — 8.01 Transmisja So1/ S12 — faza (ztgcze 2,4 mm)

S21/S12 -80,0 dB -60,0 dB -40,0 dB -20,0 dB 0,0dB 20,0dB 40,0dB 60,0 dB
9 kHz + 10 MHz 52° 1,6° 0,94 ° 0,68 ° 0,44 ° 1,3° 1,4° 1,3°
10 MHz + 45 MHz 3,8° 1,6° 0,93° 0,68 ° 0,44 ° 1,3° 1,4° 1,3°
45 MHz + 500 MHz 3,8° 1,3° 0,57 ° 0,43° 0,37° 0,42° 0,50 ° 0,57 °
500 MHz + 2 GHz 28° 0,79° 0,53 ° 0,44 ° 0,35° 0,59 ° 0,67 ° 0,74°
2 GHz + 10 GHz 29° 0,88 ° 0,62 ° 0,53 ° 0,44 ° 0,63 ° 0,70 ° 0.77 °
10 GHz + 20 GHz 3,0° 1,1° 0,77 ° 0,68 ° 0,59 ° 0,77 ° 0,84 ° 0,92°
20 GHz + 35 GHz 32° 1,3° 0,97 ° 0,88 ° 0,81° 11° 12° 1,3°
35 GHz + 44 GHz 49° 1,5° 1,1° 0,90 ° 0,82° 1,2° 1,3° 1,3°
44 GHz + 50 GHz 14 ° 2,7° 1,5° 1,3° 1,3° 1,6° 1,7° 1,7°
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PCA Zakres akredytacji Nr AP 015
Niepewnos¢ Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzJiaI Metoda pomiarowa
CMC )
Czas (przedziat czasu)
Generatory przedziatéow czasu 100 ps + 10°s 1ns+7-10%t S Procedury wewnetrzne
dla przedziatu czasu LMEEIQO/7, LMEEIO/9,
200s<t=<10°s
20 ps + 1:10-11 t
dla przedziatu czasu
t < 200s
20 ps + 1:10-10 t P
dla przedziatu czasu
ts10°s
Pomiary okresu
11011 -t S $Sredniego
Liczba usrednianych
11010 -t P okresow nie mniejsza
niz 10
Reflektometry swiattowodowe jedno 400ps+1s S, P Procedura wewnetrzna
i wielomodowe 400 ps + 100 ns 4,6-10“% ns LMEEiO/21
100 ns +1 s 4,910 ns
(1 + 10)ps 7,0-10% ns
(10 + 100)ps 2,810 ns
100 pus + 1 ms 2,4-102 ns
(1+10) ms 2,3-101 ns
(10+ 100) ms 2,3 ns
100ms+1s 23 ns
Swiatlowodowe wzorce dtugosci 400 ps+1ms S Procedura wewnetrzna
drogi optycznej 400 ps + 100 ns 9,2:10* ns LMEEIiO/47
Optyczne recyrkulacyjne linie 100 ns + 1ps 9,8:10% ns
opoézniajace (1+10)ps 14-104 ns
(10 + 100)pus 5,6:10° ns
100 pus + 1 ms 5102 ns
Mierniki (testery) parametréow (10 + 5000) ms 0,02% +0,25 ms S, P Procedura wewnetrzna
instalacji elektrycznej LMEEIO/35
Testery wylacznik6wRCD
Mierniki przedziatu czasu 100 ps + 10°s S Procedura wewnetrzna
100 ps + 100 ps 1101 -t LMEEiO/16
okres sygnatu sinusoidalnego | dla czasu usredniania
21s
11010 -t P
dlaczasu
usredniania
21s
3100 -t S, P
dla czasu usredniania
20,1s
0,03 ns
dla czasu usredniania
<0,1s
100 pys + 1 ms 11010t
okres sygnatu sinusoidalnego
1ms+10ms 1-10°t
okres sygnatu sinusoidalnego
M0ms=+1s 5108t
okres sygnatu sinusoidalnego
1s+10s 1107t
okres sygnatu sinusoidalnego
10 ns +105s 1101 -t S
okres sygnatu prostokatnego | dla czasu usredniania
21s Liczba usrednianych
okreséw nie mniejsza
11010 -t P niz 10
dla czasu usredniania
21s
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PCA

Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnosé

Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla M(Ei::e Metoda pomiarowa
CMC )
Czas (przedziat czasu)
Mierniki przedziatu czasu 100 ps + 10° s 1ns+7-102 -t S Procedura wewnetrzna
sygnat impulsowy lub dla przedziatu czasu LMEEiO/16
prostokatny 200s<t<10°s
50 ps + 1-1011 -t
dla przedziatu czasu
t <200s
50 ps + 1-10°10 -t P
dla przedziatu czasu
ts10°s
Oscyloskopy 909,1 ps +55s 10 ps + 0,3:106 t S,P Procedura wewnetrzna
Skopometry LMEEiIO/13
Metoda bezposrednia
Analizatory parametrow i uszkodzen 5ns + 1600 ns 10 % S Procedura wewnetrzna
linii LMEEIiO/42
Metoda bezposrednia

Czas fazowy 1ns+1s S Procedura wewnetrzna
Mierniki btedu 1ns +100 ms 0,1 ns +5-10° TIE LMEEiO/17
przedziatu czasu (TIE) (2,048 MHz)
Komparatory czasu fazowego 1ns+1s 0,1 ns +5-10-10 x X — czas fazowy

(100 kHz, 1 MHz, 2,048 MHz,
5 MHz, 10 MHz)

1ns+1s 0,5ns
(1 Hz)
Mierniki fluktuacji czasu fazowego Dla wartosci czestotliwosci
zawarte w odbiornikach fluktuacji czasu fazowego
Analizatoréw/testerow PDH/SDH 1 kHz (PDH) i
(wartosci miedzyszczytowe sygnatu) 100 kHz (SDH)
2,048 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,003 UI
8,448 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,003 Ul
34,648 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,003 UI
139,264 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,003 Ul
155,520 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,03 UI

622,080 Mb/s 0 + 256 Ul
Dla wartosci czestotliwosci
fluktuacji czasu fazowego
100 Hz,1 kHz,10kHz,
100 kHz zakreséw
j.w. przeptywnosci
sygnatéw
Dla wartosci czestotliwosci
fluktuacji czasu fazowego
2 Hz + 20 MHz zakresow
j-w. przeptywnosci sygnatow

8 % w.mierz + 0,02 Ul

(0,003 + 0,03) Ul

(8 % + 15 %) w. mierz

0,02 Ul
Generatory fluktuacji czasu Dla wartosci czestotliwosci
fazowego zawarte w nadajnikach fluktuacji czasu fazowegol kHz
Analizatoréw/testeré6w PDH/SDH (PDH) i 100 kHz (SDH)
(wartosci miedzyszczytowe sygnatu)
2,048 Mb/s 0 +21,751 Ul 0,002 UI
8,448 Mb/s 0+ 21,751 Ul 0,002 UI
34,648 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,002 UI
139,264 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,002 UI
155,520 Mb/s 0 + 21,751 Ul 0,02 UI

622,080 Mb/s 0+ 800 Ul

Dla wartosci czestotliwosci

fluktuacji czasu fazowego
100 Hz, 1 kHz,

10 kHz, 100 kHz
zakresow j.w.
przeptywnosci

sygnatéw

Dla wartosci czestotliwosci
fluktuacji czasu fazowego
2 Hz + 20 MHz, zakres6w j.w.
przeptywnosci sygnatow

5 % w.mierz + 0,07 Ul

(0,002 + 0,02) Ul

(5 % + 19 %) w. mierz
(0,024 = 0,2) Ul

Procedura wewnetrzna
LMEEIiO/30, LMEEiO/27
Metoda bezposrednia
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Zakres akredytacji Nr AP 015

Obiekt wzorcowania/pomiaru

Zakres pomiarowy

Niepewnos¢
pomiaru dla
CMC

Migjsce
dzial.

Metoda pomiarowa

Czestotliwos¢

Generatory wysokostabilne
Generatory kwarcowe

Generatory bezkwarcowe

(wzorce lub generatory czestotliwosci
dziatajace w trybie swobodnym w tym
wzorce kwarcowe, atomowe,
generatory, generatory arbitralne,
generatory funkcyjne, generatory
przebiegow, kalibratory; lub
kontrolowane sygnatem radiowym lub
sygnatem radionawigacyjnym systemu
naziemnego, jak LORAN, lub
satelitarnego, jak GPS, lub sygnatem
telekomunikacyjnym przesytanym
przewodowo)

0,001 Hz + 40 GHz
100 kHz, 1 MHz, 2,048 MHz

5 MHz, 10 MHz

Sygnat prostokatny
0,001 Hz + 3 GHz
(w zakresie 0,001 Hz + 0,1 Hz
pomiary okresu)

Sygnat sinusoidalny
10 kHz + 40 GHz

1 kHz + 10 kHz
100 Hz + 1 kHz
1 Hz +100 Hz

0,1 Hz+1Hz

5101 -f

w czasie usredniania
7d

7104 -f
w czasie usredniania
1d

(pod warunkiem

jednoczesnych
zdalnych poréwnan z
panstwowym wzorcem

pomiarowym GUM)

1 -1010-f
w czasie usredniania
1d

51013 -f
w czasie usredniania
1h

1-1010-f
w czasie usredniania
1h

11012 -f
w czasie usredniania
1000 s

1-10-10-f
w czasie usredniania
1000 s

1.10-11.f
w czasie usredniania
100 s

1-10-10-f
w czasie usredniania
100 s

1.10-11 f
w czasie usredniania
21s
1-10-10-f
w czasie usredniania
21s
1101 -f
w czasie usredniania
21s
1.10-10.f
w czasie usredniania
21s
1.10—10.f
1-10°-f
5-108-f

1-107-f

Procedury wewnetrzne
LMEEIiO/7, LMEEiIO/9
LMEEiO/32, LMEEIO/33
LMEEIiO/39, LMEEiO/40
LMEEIiO/41, LMEEiO/43
LMEEiO/44

Nadajniki zawarte
w analizatorach/testerach PDH/SDH

8 kHz + 3 GHz

1.10—10.f
w czasie usredniania
21s

Procedura wewnetrzna
LMEEiO/7, LMEEIiO/27
Metoda bezposrednia
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Zakres akredytacji Nr AP 015

Niepewnosé Mieisce
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla dzjial Metoda pomiarowa
CMC )
Czestotliwosé
Mierniki czestotliwosci cyfrowe 0,001 Hz + 40 GHz Procedury wewnetrzne
(w tym mierniki czestotliwosci LMEEIiO/16, LMEEiIO/31
wbudowane np. w mierniki mocy) 0,001 Hz + 100 MHz 3-10°10-f
sygnat prostokatny w czasie usredniania S, P\
20,1s
1-10-11-f
w czasie usredniania S
21s Czas usredniania
1-10-10-f nie mniejszy niz okres
w czasie usredniania P sygnatu, ale
21s w zakresie 1 Hz +10 Hz
10 kHz + 40 GHz 1-1011-f > liczba usrednianych
sygnat sinusoidalny w czasie usredniania S okresOw nie mniejsza
21s niz 10
1-10-0-f
w czasie usredniania P
21s
3-10-10-f
w czasie usredniania S, P
20,1s )
1 kHz + 10 kHz 1-10-10-f S, P
sygnat sinusoidalny
100 Hz + 1 kHz 1-109-f
sygnat sinusoidalny
1Hz + 100 Hz 5-108-f
sygnat sinusoidalny
0,1Hz+1Hz 1-107-f
sygnat sinusoidalny
Mierniki czestotliwosci cyfrowe Procedura wewnetrzna
stanowiace czes¢ skladowa innych 0,1 Hz + 10 MHz 0,6-A1 LMEEIO/2
przyrzadéw pomiarowych ale nie lepiej niz As- rozdzielczosé
np. miernikéw uniwersalnych 0,001 % odczytu wzorcowa-
nego przyrzadu
dla sygnatu
prostokatnego
Komparatory czestotliwosci 1012+ 107 Hz/Hz S Procedura wewnetrzna
(wzgledne odchylenie czestotliwosci) LMEEIiO/18
1012+ 107 Hz/Hz 1-1018 Hz/Hz
(100 kHz, 1 MHz, w czasie usredniania
2,048 MHz, 5 MHz, >1d
10 MHz)
1019+ 107 Hz/Hz 2-1012 Hz/Hz
(0,1 Hz + 1,2 GHz) w czasie usredniania
1000 s
11011 Hz/Hz
w czasie usredniania
10s
5-10"11 Hz/Hz
w czasie usredniania
1s
Oscyloskopy 100 Hz + 10 kHz 0,4-106 f S, P Procedura wewnetrzna
Wewnetrzne zrédta odniesienia AC LMEEiO/13
Metoda bezposrednia
Zrodta sinusoidalnych sygnatow 10 Hz + 100 Hz 5-10°6-f S Procedura wewnetrzna
pomiarowych (generatory), LMEEIO/3, LMEEiO/10,
Kalibratory 100 Hz + 100 MHz 5-10-8-f LMEEiO/42
Metoda bezposrednia
Mierniki sinusoidalnych sygnatéw 10 Hz + 50 MHz 0,6-A> S Procedura wewnetrzna
pomiarowych (mierniki) LMEEIiO/11, LMEEiO/42
Az- rozdzielczosé
odczytu wzorcowanego
przyrzadu (wyswietlacz
max 6 cyfr)
Metoda bezposrednia
Kalibratory 10 Hz + 10 MHz 0,001 % S,P Procedury wewnetrzne
Mierniki (mostki) RLC LMEEIO/3, LMEEIO/5,
Mierniki (mostki) impedancji
Zrodta promieniowania optycznego 1Hz + 2,5 GHz Procedura wewnetrzna
(modulowane i niemodulowane) LMEEIiO/22
Zestawy do pomiaru ttumiennosci 1Hz+10 Hz 2,3-107Hz
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Zakres akredytacji Nr AP 015

. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Czestotliwosé
Mierniki ttumiennosci odbicia 10 Hz + 100 Hz 2,3:106Hz S, P Procedura wewnetrzna
100 Hz + 1 kHz 2,3-10°Hz LMEEiO/26
1 kHz + 10 kHz 2,3-10*Hz
10 kHz + 100 kHz 2,410 Hz
100 kHz + 10 MHz 7,0-10"1 Hz
10 MHz + 100 MHz 49 Hz
100 MHz + 1 GHz 46-102Hz
1 GHz + 2,5 GHz 46-10*Hz
Mierniki i generatory czestotliwosci 20 Hz + 100 Hz 2,5-105-f S Procedura wewnetrzna
Analizatoréw sygnatéw PCM 100 Hz + 3403 Hz 5-10°6-f LMEEIiO/37
(dla poziomu -10 dBm) Metoda bezposrednia
Analizatory transmisji cyfrowej 1,544 MHz + 28,6 GHz 1-109-f S, P Procedura wewnetrzna
LMEEIiO/27, LMEEiIO/37
pomiar czestotliwosci
strumieni danych
transmitowanych w
standardach PDH/SDH
pomiar czestotliwosci
pojedynczego strumienia
danych transmitowanego
w standardzie Ethernet
do 100GbE wiacznie
Metoda bezposrednia
Analizatory transmisji cyfrowej 64 kHz + 2048 kHz 1-10°8-f S, P Procedura wewnetrzna
w zakresie interfejsow transmisji LMEEIO/38
danych metoda bezposrednia
Analizatory widma 9 kHz + 40 GHz 2-10°20-f Procedury wewnetrzne
Analizatory obwodow w czasie usredniania LMEEIO/39
Analizatory systeméw antenowych 1s LMEEiO/40
i kablowych LMEEIiO/41
Odbiorniki pomiarowe
4-10-1%-f LMEEiO/43
w czasie usredniania LMEEiO/44
0,1s
Analizatory parametrow i uszkodzen 20 kHz + 1200 kHz 0,001 % S Procedura wewnetrzna
linii LMEEiO/42
Metoda bezposrednia
Analizator jakosci energii 45 Hz + 55 Hz 0,2% S,P Procedura wewnetrzna
- wahania czestotliwosci LMEEIO/50
Wilgotnos¢ wzgledna
Higrometry (25 + 95) %rh 0,9 %rh S, P Procedury wewnetrzne
Termohigrometry w zakresie temperatur LMEEIiO/54, LMEEiIO/55
(10 = 20) °C
(10 + 95) %rh 1,0 %rh
w zakresie temperatur
(20 + 40) °C
(10 +90) %rh 1,1 %rh
w zakresie temperatur
(40 + 60) °C
(10 + 50) %rh 1,6 %rh S
w zakresie temperatur
(60 + 80) °C
Komory klimatyczne (10 + 95) %rh 2,6 %rh S,P
w zakresie temperatur
(10 + 20) °C
(10 + 95) %rh 2,6 %rh
w zakresie temperatur
(20 + 40) °C
(10 + 95) %rh 2,7 %rh
w zakresie temperatur
(40 + 60) °C
(10 + 50) %rh 2,7 %rh
w zakresie temperatur
(60 + 80) °C
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. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Wielkosci optoelektroniczne
Mierniki mocy (poziomu mocy) Poziom mocy optycznej: S, P Procedury wewnetrzne
promieniowania optycznego LMEEiO/21, LMEEiO/22,
Zestawy do pomiaru ttumiennosci LMEEiO/24, LMEEIO/26,
Analizatory widma promieniowania 100 pW + 150 pW 1,26 % LMEEIO/ 27 LMEEIO/29,
optycznego (-70+-8) dBm (0,054 dB) LMEEiO/36
Mierniki dtugosci fali dtugosé fali (850; 1260-+1360;
Reflektometry optyczne jedno 1480+1680) nm Moc (poziom mocy)
i wielomodowe promieniowania
Mierniki ttumiennosci odbicia Liniowosé: optycznego
(reflektancii)
Zrodta promignipwania optycznego 100 pW + 1 mW 0,15%
modulowane i niemodulowane (-70 + 0 dBm) (0,007 dB)
diugos¢ fali (850; 1260+1360;
1480+1680) nm
Zestawy do pomiaru ttumiennosci 100 pW =+ 500 mW S, P Procedury wewnetrzne
Mierniki ttumiennosci odbicia (-70 + 25) dBm LMEEiO/21, LMEEiO/22
(reflektancji) LMEEIiO/24, LMEEIiO/26,
Reflektometry optyczne jedno dtugosé fali (350 + 400) nm 7% LMEEiO/27
i wielomodowe (0,3dB)
Nadajniki zawarte w analizatorach/
testerach PDH/SDH dtugosé fali (450 + 1700) nm 4,0 % S
(0,17 dB)
Reflektometry optyczne jednomodowe S, P Procedura wewnetrzna
- dlugosé optyczna swiattowodu dlugosci fali 1310 nm 0,3m LMEEiO/21
dlugos¢ swiattowodu do 25
km
dtugosci fali 1383 nm 0,3m
dlugosé swiatlowodu do 25
km
dlugosci fali 1490 nm 0,3m
dlugos¢ swiattowodu do 25
km
dlugosci fali 1550 nm 0,3m
dlugos¢ swiattowodu do 25
km
dtugosci fali 1625 nm 0,3m
dlugosé swiatlowodu do 25
km
dtugosci fali 1650 nm 0,3m
dlugosé swiattowodu do 25
km
Reflektometry optyczne wielomodowe dtugosci fali 850 nm 1,4m
dlugosé swiattowodu do 5 km
dlugosci fali 1300 nm 0,4m
dlugosé swiattowodu do 5 km
Swiattowodowe wzorce dtugosci S Procedura wewnetrzna
drogi optycznej LMEEiO/47
- dtugos¢ drogi optycznej (0 + 50) km 0,15 m
Thumiki optyczne, sprzegacze 0+70dB 0,9 % S,P Procedura wewnetrzna
optyczne, przetaczniki optyczne i diugosé fali: (0,039 dB) LMEEiO/23
inne obiekty optoelektroniczne (850; 1260+1360;
Swiatlowodowe 1480+1680) nm Tiumiennosé
Reflektometry optyczne jednomodowe (0,330 * 0,004) dB/km 0,008 dB/km Procedura wewnetrzna
LMEEiO/21
diugos¢ fali 1310 nm
(0,190 * 0,004) dB/km 0,008 dB/km Ttumiennos¢
jednostkowa
dtugosé fali 1550 nm
Reflektometry optyczne wielomodowe (2,642 + 0,076) dB/km 0,053 dB/km
diugos¢ fali 850 nm
(0,489 * 0,028) dB/km 0,021 dB/km
dtugosé fali 1300 nm
Reflektometry optyczne jednomodowe | liniowos$¢ skali ttumiennosci 0,01dB
i wielomodowe odchylenie skali ttumiennosci 0,02 dB/dB
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. . . . Niepewnos¢ Miejsce .
Obiekt wzorcowania/pomiaru Zakres pomiarowy pomiaru dla CMC dziat. Metoda pomiarowa
Wielkosci optoelektroniczne
ttumiennos¢ odbicia (reflektancja) diugos¢ fali: S, P Procedury wewnetrzne
(850, 1300, 1310, 1550) nm
Mierniki ttumiennosci odbicia 3,5dB +50dB 0,32dB LMEEiO/26
(reflektancji) 50 dB + 65 dB 0,66 dB
Obiekty optoelektroniczne 5dB + 50 dB 0,38dB
swiattowodowe 50 dB + 68 dB 0,48 dB LMEEIO/25
Reflektometry optyczne jednomodowe 5dB +70dB 1dB LMEEIiO/21
Mierniki ttumiennosci odbicia 0dB +62dB 0,23 % Procedury wewnetrzne
(reflektanc;ji) dtugos¢ fali (1250 + 1600) (0,01 dB) LMEEIO/21, LMEEIO/26,
Analizatory widma promieniowania nm LMEEIO/29, LMEEIiO/36,
optycznego
Mierniki dlugosci fali Ttumiennos¢ zalezna od
Thumiki optyczne, sprzegacze optyczne polaryzacji (PDL),
przetaczniki optyczne i inne obiekty zaleznos¢ polaryzacyjna
optoelektroniczne swiattowodowe wskazan mocy
Zroédta promieniowania optycznego (350 + 700) nm 0,5nm S, P Procedury wewnetrzne
modulowane i niemodulowane (700 + 1700) nm 0,2 pm LMEEIiO/21, LMEEIO 22,
Reflektometry optyczne jednomodowe (1700 + 1750) nm 0,5nm LMEEIiO/26, LMEEiO/27,
i wielomodowe LMEEIiO/29, LMEEIO/36
Dtugosé fali
promieniowania
optycznego
Mierniki ttumiennosci odbicia 1510 nm + 1540 nm 0,3pm S, P Procedury wewnetrzne
(reflektancji) 1255 nm = 1351 nm 0,3pm LMEEIO/21, LMEEIO 22,
Zestawy do pomiaru ttumiennosci 1310 nm 0,3pm LMEEIiO/26, LMEEiO/27,
Nadajniki optyczne zawarte w 1495 nm = 1640 nm 0,3pm S LMEEIiO/29, LMEEiIO/36
Analizatorach /testerach PDH/SDH 1532,8279 nm 0,2 pm
Analizatory widma promieniowania 1532,8329 nm 0,2 pm S,P
optycznego 1532,8304 nm 0.3pm
Mierniki dlugosci fali
Zrodta promieniowania optycznego (1+70)dB 0,49 dB Procedury wewnetrzne
modulowane i niemodulowane dtugosci fali (350 + 1750) nm LMEEIO/21, LMEEiO/22,
Reflektometry optyczne jednomodowe LMEEIiO/26, LMEEiIO/27
i wielomodowe
Mierniki ttumiennosci odbicia Wspétczynnik ttumienia
(reflektanc;ji) prazkéw bocznych
Zestawy do pomiaru ttumiennosci (SMSR)
Nadajniki optyczne zawarte w
Analizatorach /testerach PDH/SDH
Cisnienie
Cisnieniomierze sprezynowe (0 +0,1) MPa 0,00009 MPa S, P Procedura wewnetrzna
Cisnieniomierze elektroniczne LMEEiO/56
(0,1 +1) MPa 0,0006 MPa w oparciu o
EURAMET cgl17v4.1
(1 +60) MPa 0,03 MPa
Temperatura (termometria elektryczna)
Czujniki termoelektryczne z metali -90 °C + 250 °C 0,5°C S Procedury wewnetrzne
szlachetnych i nieszlachetnych LMEEIiO/51
Czujniki termometréw rezystancyjnych -90 °C +-50 °C 0,09 °C
-50 °C +-30 °C 0,06 °C
-30°C+50°C 0,02 °C
50 °C + 250 °C 0,04 °C
Termometry elektryczne -90 °C +-50 °C 0,15°C S,P
(w tym z rejestracja temperatury) 50 °C +-30 °C 0,10°C
-30°C + 140 °C 0,10°C
-30°C +50°C 0,02 °C S
50 °C + 250 °C 0,04 °C
Piece -90 °C + 400 °C 0,7°C S,P LMEEiO/52
400 °C + 1084 °C 1,0°C
Termostaty cieczowe -30 °C + 250 °C 0,06 °C S, P
Komory termostatyczne i klimatyczne -70°C +-50 °C 0,3°Ct
-50°C + 180 °C 0,2°C*
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Niepewnos¢ pomiaru dla CMC stanowi niepewno$¢ rozszerzong przy prawdopodobienstwie

rozszerzenia ok. 95 %. Warto$¢ wyrazona w procentach jest niepewnoscig pomiaru wzglednag

i dotyczy procentowego udziatu w wartosci wielko$ci mierzonej. W pozostatych przypadkach

niepewnos¢ pomiaru dla CMC wyrazona jest w jednostkach wielkosci mierzone;.

1) Wartosé niepewnosci pomiaru dla CMC dotyczy pojedynczego punktu pomiarowego w przestrzeni
urzgdzenia.
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Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AP 015

Status zmian: wersja pierwotna - A

Zatwierdzam status zmian

KIEROWNIK
O orosran Y BIURA ds. AKREDYTACJI
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
~— TADEUSZ MATRAS

dnia: 21.12.2023 .
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